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非平衡大気圧プラズマの電子密度計測法として様々な手法が研究・開発されている中で、本講

演では光（電磁波）を能動的に用いた計測法を中心に紹介する。具体的には、プラズマ発生に伴

う屈折率変化によるマイクロ波の吸収や赤外光の位相変化、荷電粒子（電子）による光散乱とい

った物理現象[1,2]を利用したものがあり、計測対象のプラズマ源や手に入れたいパラメータに最

適な計測法を選択しつつ、時にはそれらを複数組み合わせて[3]研究を進める必要がある。特に大

気圧プラズマの屈折率計測を行う場合の注意点として、電子密度（とその光軸上の線積分値）と

衝突周波数の推定をあらかじめ行い、適用可能かつ十分な分解能が得られるレーザー波長（電磁

波周波数）を設定したうえで計測実験系を構築することが求められる。(Fig.1) 

講演では、上記の基礎的な内容

に加え，高密度流体中でのプラズ

マ計測を目的とした近赤外レー

ザー干渉計[4]や、核融合プラズ

マ研究用に開発された新規レー

ザー干渉計の大気圧プラズマ計

測への応用[5]、気液界面を有す

る大気開放型プラズマ源に対す

るプラズマ診断[6]などの最近の

プラズマ診断研究成果について

も紹介する予定である。 
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Fig. 1: Relationship between electron density in plasma and 

wavelength (frequency) of probing light [2,4] 
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